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本研究では金属構造により特性が決まるメタマテリアルと金属絶縁体転移を示す二
酸化バナジウム(VO2)を利用することで、テラヘルツ領域の偏光センシングを可能
にする動的メタマテリアルを実現する。先行研究[1]では裏側に金属がつけられた極
薄のサファイア基板上に金属構造をパターニングする際に、裏面金属が鏡のように
働き、露光機のピントが合わない問題があった。この問題を解決するためにプロセ
スの順序を工夫しVO2と金属のパターニングを行った。

実験
Experimental

VO2(~250 nm厚)を成膜した接合サファイア基板(上面よりサファイア27 μm/Ti 5
nm/Au 2２0 nm/Ti 5 nm/サファイア 1 mm厚)上に、KT-203：電子線蒸着装置を
用いて成膜したCr/Au(~10 nm/~200 nm厚)のパターンをリフトオフ[レジスト:
ZPN1150-90]により形成した。次に混酸を用いたウエットエッチング[レジスト:
OFPR800LB (23cp)]によりVO2をパターン化した。最後に周辺回路のTiパターンを
リフトオフ[レジスト: ZPN1150-90]で形成した。この順序ではVO2の不透明性によ
り金属パターン作製時の露光機のピント合わせが容易になり、先行研究[1]のピント
調整時の課題を解決できる。

結果と考察
Results and Discussion

接合サファイア基板上に成膜した二酸化バナジウム(VO2)のメタ表面の顕微鏡写真
をFig. １に示す。金と二酸化バナジウムのパターンは若干設計からずれたものの、
目的の構造を作製することができた。現在、作製したサンプルの特性評価を行なっ
ている。
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Fig. 1 A photomicrograph of the metasurface.
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